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인류가 당면한 지구온난화 현상은 이상기후와 환경파괴 등 심각한 문제를 초래하고 있다. 지

구온난화를 야기하는 온실가스로는 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄

소, 육불화황 등이 고려되고 있으며, 이중 과불화탄소에 속하는 사불화탄소(CF4)는 반도체 에

칭 공정에 이용되는 삼불화질소(NF3)를 생산하는 과정에서 부산물로 주로 발생하게 된다. 이

산화탄소의 지구온난화지수가 1인 반면 CF4는 5,700으로 적은 양으로도 지구온난화에 큰 영향

을 미칠 수 있기 때문에 이의 포집 및 처리가 중요하게 인식되고 있다. 흡착기술을 이용한 CF4
의 포집을 위해서 기존 연구에서는 활성탄과 제올라이트가 고려되었고, 본 연구에서는 CF4의

새로운 흡착제 개발을 위하여 polyvinylidene fluoride (PVDF)라는 고분자를 탄화시켜 흡착 소재를

합성하고 그 특성을 살펴보았다. PVDF를 탄화시켜 얻은 흡착제는 탄화온도에 따라서 기공의

부피 및 표면적을 조절할 수 있었고, 상온에서 CF4에 대하여 우수한 흡착성능을 보여 CF4의 흡

착제로써의 새로운 가능성을 볼 수 있었다.


